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SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY typu ,table-top” 1 szt.
Parametry techniczne

Podstawowe tryby pracy mikroskopu:
tryb wysokiej i niskiej prozni (umozliwiajgcy badanie w stanie naturalnym, bez napylania warstwg przewodzaca
oraz badanie probek nie przewodzacych).

Zrédto elektronow:
0 wysokiej jasnosci, dajgce lepsza jakos¢, niz katoda wolframowa (np. CeBs ) w obrazowaniu przy niskich
napieciach przyspieszajgcych, zapewniajgce mozliwie wysoka rozdzielczo$¢, o duzej trwatoSci.

Rozdzielczo$¢ max.:
20 nanometrow lub nizsza.

Powiegkszenie:
e Elektronowe min. 100 000x
e Cyfrowe min. 4x

Napiecia przyspieszajace:

od 5 do 15kV regulowane ptynnie.

Detektor:
Wysokoczuty, czterosegmentowy, potprzewodnikowy detektor typu BSE (elektrondw wstecznie rozproszonych)

Tryby obserwacji:
podstawowy i topograficzny

Spektrometr rentgenowski EDS zintegrowany z urzagdzeniem gtéwnym

Parametry analizatora EDS:

Detektor: detektor typu SDD (Silicon Drift Detector) - bezazotowy

Okno X-ray ultra-cienkie, pozwalajgce na detekcje pierwiastkéw co najmniej od B
Rozdzielczo$¢ energetyczna <140 eV dla linii Mn Ka

Oprogramowanie z automatyczng identyfikacjg pikow

Oprogramowanie do analizy liniowej i powierzchniowej (X-Ray mapping)

Stolik na prébki:
e Mozliwos¢ badania obiektdw o wymiarach X:100mm Y:100mm H:60mm
e Zmotoryzowany przesuw X,Y w catym zakresie 100x100mm

System prézniowy:
catkowicie bezolejowy ukfad prézniowy bazujgcy na wewnetrznej pompie turbomolekularnej oraz zewnetrznej
pompie prézni wstepnej

Gotowos$¢é mikroskopu do pracy (czas uzyskania obrazu): max. 60 sekund

Sterowanie mikroskopem:
stacja robocza do obstugi mikroskopu dedykowana przez producenta mikroskopu z monitorem LCD 23” i
zainstalowanym oprogramowaniem do sterowania mikroskopem ze standardowymi aplikacjami.

Zasilanie:
Napiecie: 230 V, 0.5kW.
Urzadzenie musi by¢ zabezpieczone przed spadkami napiecia i prézni.

Inne cechy mikroskopu :

1. Kamera CCD, automatyczny mapping zdje¢

2. Automatyczne ustawianie parametréw obrazu (ostros¢, jasnosc, kontrast)
3. Mozliwos¢ korekgji astygmatyzmu

Wymagania dodatkowe:
Brak potrzeby specjalnego przygotowania pomieszczenia
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